PCT/EP 0 3/14552 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



PRIORITY 
DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b) 





Prioritatsbescheinigung uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 




Aktenzeichen: 



Anmeldetag: 



103 50 546.6 



29. Oktober 2003 ~ 



Anmelder/lnhaber: 



Carl Zeiss SMT AG, Oberkochen/DE 



Bezeichnung: 
IPC: 



Optische Baugruppe 
G 02 B, G 03 F 




Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



Munchen, den 26. November 2003 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 

i Auftfag 




A 9161 

06/00 
EDV-L 



Beschreibung : • 03174P 

Optische Bauqruppe 

5 Die Erfindung betrifft eine optische Baugruppe mit mehreren 
.optischen Elementen. Sie- betrifft ebenfalls eine Projektions- 
belichtungsanlage mit einer derartigen Baugruppe. 

Optische Baugruppen, wie etwa Objektive, Beleuchtungssysteme 
10 und dergleichen sind sehr empfindlich gegen Bewegungen ihrer 
einzelnen optischen Elemente z.B. Spiegel r sowohl relativ zu- 
einander als auch relativ zu deren Fassungsstruktur. 

• Pro j ektionsob jektive, insbesondere fur den Einsatz in Projek- 
tionsbelichtungsanlagen der Mikrolithographie zur Herstellung 
von Halbleiterbauelementen im EUVL-Bereich sind beispielsweise 
aus der EP 1 17 8 356 A2 bekannt. Auf derartige Pro j ektionsob- 
jektive iibertragene Schwingungen erzeugen Bildfehler bzw. set- 
zen die Abbildungsqualitat des Pro j ektionsob j ektivs deutlich 
20 herab, so dass aufgrund der dort geforderten hohen Genauigkei- 
ten aufwandige Bildfehler korrekturen notwendig werden. 

Aus der DE *102 04 465 Al ' sind Korrekturmoglichkeiten fur 
schwingungsinduzierte Bildfehler bekannt. 

25 

Urn die Obertragung von storenden Schwingungen zu minimi er en, 

• sind optische Baugruppen, insbesondere Pro j ektionsob j ektive 
gegen Schwingungen isoliert. Des weiteren sind die einzelnen 
Elemente ..innerhalb der Baugruppen derart steif miteinander 
30 verbunden (mit hoher Eigenf requenz ) r dass sie sich miteinander 
als • steif er Korper unter der Erregung jeglicher restlicher, 
ublicherweise niederf requenter Schwingungen bewegen . 

Eine dynamische Trennung/Entkopplung bzw. Schwingungsentkopp- 
35 lung von optischen Elementen einer optischen Baugruppe, deren 
Positionierung relativ zu den anderen optischen Elementen we- 
niger hohe Anf orderungen stellt, ware vorteilhaft, vor allem 
dann, wenn der zusatzliche Eintrag von storenden Schwingungen 
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durch diese optische Elemente wahrscheinlich ist, well sie 
• eventuell liber Aktuatoren, Motoren oder dergleichen manipu- 
.lierbar sind. 

5 Des weiteren ware es denkbar, bestimmte optische Elemente aus- 
tauschbar zu gestalten, urn diese - z.B." in ihren optischen Ei- 
genschaften verandern oder durch andere ersetzen zu konnen. 
Dementsprechend konnte an der optischen Baugruppe eine Art 
Austauschmechanismus zum Auswechseln der optischen Elemente 
10 vorgesehen sein. 

Dabei treten insbesondere die folgenden Problematiken auf: Ei- 
ne hinreichend genaue, reproduzierbare Positionierung des aus- 
wechselbaren optischen Elements im Strahlengang der optischen 
Baugruppe durch einen derartigen Austauschmechanismus ist 
schwierig. Dariiber hinaus sollte die Ubertragung von storenden 
Schwingungen durch diesen Austauschmechanismus und das aus- 
tauschbare optische Element auf die optische Baugruppe vermie- 
den werden. Ein weiteres Problem ist die Kontamination der op- 
tischen Baugruppe bzw. dessen einzelner optischer Elemente 
durch Partikel, die durch den Austauschmechanismus erzeugt 
wtirden - 

Der vorliegenden Erfindung liegt • daher die Aufgabe zugrunde, 
25 eine optische Abbildungsvorrichtung und eine Pro jektionsbe- 
lichtungsanlage der eingangs erwahnten Art zu schaffen, bei 
Idenen wenigstens . ein optisches Element von . den restlichen op- 
tischen Elementen und der optischen Abbildungsvorrichtung we- 
nigstens annahernd dynamisch entkoppelt und dabei wenigstens 
30 annahernd genau positionierbar ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch die in Anspruch 1 ge- 
nannten Merkmale gelost. Die Aufgabe wird ebenfalls durch die 
in Anspruch 4 genannten Merkmale gelost. Die Aufgabe wird hin- 
35 sichtlich der Proj ektionsbelichtungsanlage durch Anspruch 19 
gelost. 

Durch die erf indungsgemafien Mafinahraen wird in einfacher und 
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vorteilhafter Weise eine optische Baugruppe geschaffen, bei 
der insbesondere optische Elemente- bei denen die genaue Posi- 
tionierung im Strahlengang relativ zu anderen optischen Ele- 
ment en weniger kritisch 1st, wie beispielsweise Blenden oder 
5 dergleichen einfach dynamisch entkoppelt werden konnen. So 
- dass sich durch Motoren, Aktuatoren oder dergleichen einge- 
brachte .Schwingungen nicht auf die restlichen optischen Ele- 
mente der .optischen Baugruppe auswirken konnen. 1st eine ge- 
nauere Positionierung des dynamisch entkoppelten optischen 
10 Elements relativ zu den restlichen optischen Elementen bzw. zu 
der optischen Baugruppe vonnoten, kann dies durch den Einsatz 
von Sensoren erreicht werden. 

Dariiber hinaus konnen optische. Elemente durch einen Austausch- 
mechanismus ausgewechselt werden. Der' Eintrag von storenden 
Schwingungen wird durch eine dynamische Entkopplung des opti- 
schen Elements bzw. des Austauschmechanismus von der optischen 
Baugruppe erzielt, d. h. eine Obertragung von ungewollten Be- 
wegungen auf die optische Baugruppe bzw. deren optische Ele- 
20 mente wird verhindert. Bei optischen Elementen, die genauer 
positioniert werden mussen, kSnnen zusatzlich noch Halteein- 
richtungen vorgesehen werden, die noch eine wenigstens anna- 
hernde Schwingungsentkopplung gewahrleisten. 

25 Vorteile beztiglich Anspruch 19 ergeben sich analog und anhand 
der Beschreibung. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den weiteren Unteranspruchen. Nachfolgend 
30 sind anhand der Zeichnung verschiedehe Ausf iihrungsf ormen der 
Erfindung prinzipmafiig erlautert. 

Es zeigen: 

35 Figur 1 eine Darstellung einer erf indungsgemSJien optischen 

Baugruppe mit dynamisch entkoppelten optischen Ele- 
menten; 
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Figur 2a einen Ausschnitt eines Projektionsobj ektivs fur die 
Mikrolithographie im EUVL-Bereich mit typischem 
Strahlenverlauf und einem Blendenscheibenstapel; 

5 Figur 2b eine Ansicht einer fQr das Projektionsobj ektiv gemafi 
Figur 2a geeigneten Blendenscheibe von oben; 

Figur 3 eine Ansicht einer Blendeneinrichtung mit einer Hub- 
einrichtung, einer Halteeinrichtung- und mit Federele- 
menten als Anschlag fur eine Blendenscheibe; und 



10 




20 



25 



30 



Figur 4 einen prinzipmafiigen Aufbau einer EUV-Pro j ektions- 
belichtungsanlage mit einer Lichtquelle, einem Be- 
. leuchtungs system und einem Projektionsobj ektiv. 

In Figur 1 ist als optische Baugruppe ein Obj ektiv 1 mit einem 
Gehause la dargestellt. Objektive 1 sind - wie vorstehend be- 
reits erwahnt - sehr empfindlich gegen Bewegungen ihrer ein- 
zelnen optischen Elemente 2, sowohl relativ zueinander als 
auch relativ zu deren Fassungsstruktur . Um die Ubertragung von 
storenden Schwingungen zu minimieren, ist das Obj ektiv 1 gegen 
Schwingungen isoliert. Im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel er- 
folgt dies uber eine Vorrichtung 3, auf die hier jedoch nicht 
naher eingegangen wird. 




Ein manipulierbares optisches Element 2' ist uber Aktuatormo- 
dule 4 mit einer separaten dynamisch vom Objektiv 1 entkoppel- 
ten Struktur 5 derart verbunden, dass durch die Manipulation 
verursachte Schwingungen Oder Reaktionskraf te tiber die separa- 
te Struktur 5 an den Boden 6 abgeleitet werden. Das optische 
Element 2'. ist somit in vorteilhaf ter Weise vom Objektiv 1 und 
dessen restlichen optischen Elementen 2 dynamisch entkoppelt. 
Um eine derartige Verbindung des optischen Elements 2' mit der 
Struktur 5 zu ermSglichen ist das Objektiv 1 mit Offnungen 7 
35 versehen. 

Eine genaue Positionierung des optischen Elements 2' relativ 
zum Objektiv 1 erfolgt mittels einer zusatzlichen Positionsbe- 
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stimmung uber Sensoren 8 . 



Des weiteren weist das Objektiv 1 als optisches Element 2'' 
eine Irisblende auf, deren BlendenSf fnung mitt els eines Motors 
5 (nicht dargestellt) verstellbar ist und die uber Anbindungen 
4' ebenfalls mit der separaten Struktur 5 verbunden ist, wel- 
che die, insbesondere durch den Motorantrieb erzeugten, 
Schwingungen ableitet und das optische Element 2'' vom Objek- 
tiv 1 dynamisch entkoppelt. 

10 

In anderen Ausf iihrungsbeispielen konnte die optische Baugruppe 
auch ein Beleuchtungssystem oder dergleichen sein. 

•Figur 2a zeigt einen Ausschnitt eines Projektionsobj ektivs 10 
fur den Einsatz im EUVL-Bereich mit dessen typischem Strahlen- 
verlauf 11 zwischen an einem Gehause 10a (gestrichelt darge- 
stellt) des Projektionsobj ektivs 10 angeordneten Spiegeln 12 
als optische Elemente und einer Objektebene 13 (in Fig. 4 na- 
her erlautert) . Im Strahlenveriauf 11 ist als weiteres opti- 
20 sches Element eine Blende 12' mit einer Blendenof fnung 14 an 
ihrer Arbeitsposition 15 (gepunktet angedeutet) anordenbar, 
welche zur Abblendung des Lichtstrahls des Projektionsobj ek- 
tivs 10 dient. 

25 Wie ersichtlich, werden hier hohe Anf orderungen hinsichtlich 
der Beschaff enheit und des Bauraums der Blende 12' gestellt. 

•Dement sprechend sollte die Blendenof fnung 14, wie in • Figur 2b 
dargestellt, dezentral sein. Diese notwendige Anordnung der 
BlendenSf fnung 14 auf der Blende 12* sowie der geringe Bauraum 
30 im Projektionsobj ektiv 10 erschweren den Einsatz von herkdmm- 
lichen, kontinuierlich beispielsweise durch Lamellen verstell- 
baren Irisblenden bei einem derartigen Pro jektionsobj ektiv 10, 
insbesondere bei Arbeitswellenlangen im EDVL-Bereich . 

35 Deshalb wird ein als Blenderieinrich.tung 17 ausgebildeter Aus- 
tauschmechanismus als Ersatz fiir die kontinuierlich verstell- 
bare Blende vorgesehen, der feste Blendengeometrien in den 
Strahlengang 11 des Pro jektionsobj ektivs 10 an ihre Arbeitspo- 
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sition 15 bringt und diese auch wieder entfernt. Die relative 
Positionierung der Blende 12' zum Rest der optischen Elemente 
z. B. Spiegeln 12 des Projektionsobj ektivs 10 ist im Allgemei- 
nen weniger kritisch. 

Die Blendeneinrichtung 17 weist einen Blendenscheibenstapel 
17a auf , der 'einzelne als Blendenscheiben ausgebildete Blenden 
12' mit festen Geometrien (wie in Figur 2b dargestellt) verti- 
kal iibereinander gestapelt auf weist . Die Blendenof f nungen 14 
konnen dabei auch statt der dargestellten Kreisform ellipti- 
sche Oder sonstige Formen aufweisen. Die Blendenscheiben 12' 
werden bevorzugt uber durch Pfeile 16 angedeutete Richtungen 
in den Stra.hlengang 11 des Projektionsobj ektivs 10 an die da- 
fiir vorgesehene Arbeitsposition 15 gebracht . Die Blendenschei- 
ben 12* sind, wie aus Figur 2b ersichtlich, derart geformt, 
dass sie einen dunnen Rand auf der Seite des benachbarten 
Lichtstrahls und einen breiteren Rand uber den restlichen Urn- 
fang aufweisen. 

Das Projektionsobj ektiv 10 ist gegen Schwingungen isoliert. 
Des weiteren sind die einzelnen optischen Elemente 12 inner- 
halb des Projektionsobj ektivs 10 derart steif miteinander ver- 
bunden (mit hoher Eigenfrequenz) , dass sie sich miteinander 
als steif er Korper unter der Erregung jeglicher restlicher ub- 
licherweise niederf requenter Schwingungen bewegen. 

Es ist aufwandig, eine Aus fuhrungs form der gesamten Blenden- 
einrichtung 17 mit ausreichend hoher Eigenfrequenz zu schaf- 
fen, da relativ grolie Massen bewegt werden mtissen und der Bau- 
raum eingeschrankt ist. Demzufolge wtirden durch die Blenden- 
einrichtung 17 dynamische Bewegungen (Schwingungen) auf das 
gesamte Pro j ektionsobj ektiv 10 ubertragen. 

Eine mogliche Losung dieses Problems ist, die gesamte Blenden- 
einrichtung 17 auf eine separate, dynamisch vom Proj ektionsob- 
j ektiv 10 entkoppelte Struktur zu montieren. 

Eine verbesserte LOsungsstrategie besteht jedoch darin, die 
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ausgewahlte Blendenscheibe 12' vom Rest der Blendeneinrichtung 
17 zu trennen und auf verschiedenen Strukturen anzuordnen, wo- 
bei eine Halteeinrichtung 18 (siehe Fig. 3) am Proj ektionsob- 
jektiv 10 vorgesehen 1st. Der Rest der Blendeneinrichtung 17 
kann auf eine separate, dynamisch entkoppelte Struktur 19 mon- 
tiert werden. Diese Losungsmoglichkeit ist im wesentlichen in 
den Figuren 3 skizziert. 

Eine weitere 'Losungsmoglichkeit besteht darin, sowohl die Hal- 
teeinrichtung 18 als auch einen Hubmechanismus 20 am Projekti- 
onsobjektiv 10 zu befestigen, wahrend der Rest der Blendenein- 
richtung 17 auf eine separate Struktur montiert wird (nicht 
dargestellt) . 

'Wie in Figur 3 ersichtlich, weist der Blendenscheibenstapel 
17a mehrere Blendenscheiben 12' auf, die in separaten Einschii- 
ben 21 untergebracht sind. Jeder Einschub 21 kann individuell 
durch ein alien Einschiiben 21 gemeinsames' Gelenk (nicht darge- 
stellt). als Zubringeinrichtung 22 herausgedreht werden, so 
dass jeweils eine Blendenscheibe 12' herausgedreht werden 
kann, urn anschliefiend im Strahlengang 11 des Proj ektionsob j ek- 
tivs 10 an ihre Arbeitsposition 15 gehoben zu werden. 

Nach Erreichen der Arbeitsposition 15 der Blendenscheibe 12' 
wird diese an die Halteeinrichtung bzw. an den Anschlag 18 ge- 
koppelt. Die Halteeinrichtung 18 erlaubt eine wiederholbar ge- 
naue Positionierung der Blendenscheiben 12* im Mikrometerbe- 
reich. Dies verringert die Genauigkeitsanf orderungen fur die 
separaten Einschube 21 als auch fur eine Hubeinrichtung 20. 

Die Halteeinrichtung 18 sorgt dafiir, dass die Blendenscheibe 
12' relativ zum Proj ektionsob jektiv 10 genau und in sechs 
Freiheitsgraden positioniert wird. Des weiteren ist eine Hal- 
terung der Blendenscheiben 12 ' in der Halteeinrichtung 18 ge- 
gen die Gewichtskraf t und andere storende Krafte bzw. eine 
Verriegelung vonnoten. Urn eine Partikelkontamination der Spie- 
geloberflachen zu vermeiden, sollte eine derartige Verriege- 
lung der Blendenscheibe 12' moglichst sanft durchgefuhrt wer- 
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Wie aus Figur 3 weiter ersichtlich, wird die Blendenscheibe 
12' durch die Hubeinrichtung 20 von einer Entnahmeposition in 
ihre Arbeitsposition 15 befordert und dort in der Halteein- 
richtung 18 gehalten. Bei der in Figur 3 dargestellten Blen- 
deneinrichtung 17 werden uberwiegend Rotationsmechanismen zum 
Positionieren der Blendenscheiben 12' verwendet, da im Gegen- 
satz zu Translationsmechanismen weniger Kontamination verursa- 
chende Partikel, beispielsweise durch Reibungskraf te, entste- 
hen. Des weiteren wird die im wesentlichen konstante Kraft zum 
Halten der Blendenscheibe 12' in der Halteeinrichtung 18 in 
einfacher und vorteilhaf ter Weise durch Federelemente 23 nied- 
riger Steifigkeit bewerkstelligt . Urn einen grolien Kompressi- 
onsweg der Federelemente 23 zur Arbeitsposition 15 der Blen- 
denscheibe 12' zu vermeiden, sollten die Federelemente 23 vor- 
komprimiert sein. Ein Pfeil 24 deutet die dynamische Entkopp- 
lung bzw. die" Schwingungsentkopplung des separat montierten 
Gehauses 10a des Projektionsobjektivs 10 (gestrichelt angedeu- 
tet) und der ebenfalls separat an einer festen Struktur 19 
(gestrichelt angedeutet) montierten restlicheh Blendeneinrich- 
tung 17 an. 

Die Halteeinrichtung 18 zur Fixierung bzw. Posit ionierung der 
Blendenscheibe 12' nutzt Magnetkraf te . Dies hat den Vorteil, 
dass es nur geringe oder keine offenen mechanisch beweglichen 
Teile gibt, die zu weiteren Partikelkontaminationen fuhren 
kSnnten . 

In weiteren Ausf uhrungsbeispielen kOnnten statt einer Blende 
auch weitere optische Elemente derart dynamisch entkoppelt. und 
auswechselbar im Projektionsobjektiv 10 positioniert werden. 
Selbstverstandlich kSnnen die optischen Elemente auch in Fas- 
sungen .oder dergleichen gelagert sein. 

Wie aus Figur 4 ersichtlich, weist eine EUV-Pro j ektions- 
belichtungsanlage 30 eine Lichtquelle 31, ein EUV-Beleuch- 
tungssystem 32 zur Ausleuchtung eines Feldes in der Objektebe- 
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ne 13, in der eine strukturtragende Maske angeordnet ist, so- 
wie das Projektionsobjektiv 10 mit dem Gehause 10a und dem 
Strahlenverlauf 11 zur Abbildung der strukturtragenden Maske 
in der Objektebene 13 auf ein lichtempf indliches Substrat 33 
zur Herstellung von Halbleiterbauelementen' auf. Die Blende 12* 
zur Abblendung des Proj ektionsobj ektivs 10 ist gepunktet ange- 
deutet . 
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Patentanspruche : 



Optische Baugruppe mit mehreren optischen Elementen, da- 
durch gekennzeichnet, 'dass wenigstens ein optisches Element 
(2',2'') mit einer dynamisch von der optischen Baugruppe 
(1) entkoppelten Struktur (5) verbunden 1st, wodurch es von 
den rest lichen optischen Elementen (2) und der optischen 
Baugruppe (1) im wesentlichen dynamisch entkoppelt ist. 

Optische Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem Gehause (la) der optischen Baugruppe (1) we- 
nigstens eine Offnung (7) vorgesehen ist, durch welche das 
dynamisch entkoppelte optische Element (2 ',2") mit der dy- 
namisch von der optischen Baugruppe (1) entkoppelten Struk- 
tur (5) verbindbar ist. 

3. Optische Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Sensoren (8) zur Bestimmung der Position des 
optischen Elements (2«) relativ zu dem Gehause (la) oder 
relativ zu den restlichen optischen Elementen (2) der opti- 
schen Baugruppe (1) vorgesehen sind. 

4. Optische Baugruppe mit mehreren optischen Elementen und ei- 
. nem darin erzeugten Strahlengang, dadurch gekennzeichnet, 

dass wenigstens ein optisches Element (12') auswechselbar 
mittels einer Zubringeinrichtung (22) in den Strahlengang 
(11) einfiihrbar und aus diesem entfernbar ist,., wobei das in. 
den Strahlengang (11) einfuhrbare und aus diesem entfernba- 
re optische Element (12'') von den restlichen optischen Ele- 
menten (12) und der optischen Baugruppe (10) im wesentli- 
chen dynamisch entkoppelt ist. 

.. Optische Baugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem Gehause (10a) der optischen Baugruppe (10) 
eine an die Abmessungen des in den Strahlengang (11) ein- 
fuhrbaren und aus diesem entf ernbaren. optischen Elements 
(12') angepasste Offnung vorgesehen ist. 



10 



6- Optische Baugruppe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zubringeinrichtung (22) von der opti- 
schen Baugruppe (10) dynamisch entkoppelt und mit einer von 
der optischen Baugruppe (10) dynamisch entkoppelten Struk- 
tur (19) verbunden ist. 

7. Optische Baugruppe nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das dynamisch entkoppelte optische Ele- 
ment (12 f ) iiber eine Hubeinrichtung (20) im Strahlengang 
(11) positionierbar und/oder fixierbar ist. 

8. Optische Baugruppe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hubeinrichtung (20) von der optischen Baugruppe 
(10) dynamisch entkoppelt und mit der von der optischen 
Baugruppe (10) dynamisch entkoppelten Struktur (19) verbun- 
den ist. 

9. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 4 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine Halteeinrichtung (18) als 
Anschlag und/oder zur Fixierung des dynamisch entkoppelten 
optischen Elements (12 ') im Strahlengang (11) vorgesehen 
ist . 

10. Optische Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch ' gekennzeichnet , 
dass die Halteeinrichtung (18) zur Fixierung des dynamisch 
entkoppelten optischen Elements (12') im Strahlengang (11) 
mit. einem der restlichen optischen Elemente (120 verbunden 
ist . 

11. Optische Baugruppe nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das dynamisch entkoppelte optische Element 
(12 ! ) uber Magnetkrafte der Halteeinrichtung (18) fixierbar 
ist. . 

12. Optische Baugruppe nach einem ' der Anspriiche 4 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass Federelemente (23) zwischen der 
Hubeinrichtung (20) und dem dynamisch entkoppelten opti- 
schen Element (12' ) vorgesehen ■ sind. 
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13. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 7 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Zubringeinrichtung (22) 
und/oder die Hubeinrichtung (20) aufierhalb der optischen 
Baugruppe (10) angeordnet sind. 

14. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass das dynamisch entkoppelte opti- 
sche Element (2 f ) mittels Aktuatoren manipulierbar ist. 

15. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass das dynamisch entkoppelte opti- 
sche Element als Blende, insbesondere Blendenscheibe (12 1 ) 
ausgebildet ist. 

16. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie als optische Abbildungsvor- 
richtung (1), insbesondere Proj ektionsobjektiv (10) ausge- 
bildet ist. 

17. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie als Beleuchtungssystem aus- 
gebildet 1st. 

18. Optische Baugruppe nach einem der Anspriiche 1 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie in einer Pro jektionsbelich- 
tungsanlage (30) fur die ■■ Mikrolithographie im- EUVL-Bereich 
zur Herstellung von Halbleiterbauelementen eingesetzt ist. 

19. Projektionsbelichtungsanlage (30) fur die Mikrolithographie 
im EUVL-Bereich zur Herstellung von Halbleiterbauelementen 
mit einer optischen Baugruppe gemafi Anspruch 16. 
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Zusammenf assung : 

Optische Baugruppe 
(Figur 1) 

Die Erfindung betrifft eine optische Baugruppe (1) mit mehre- 
ren optischen Elementen (2), wobei wenigstens ein optisches 
Element (2 ! ,2 ,f ) mit einer dynamisch von der optischen Bau- 
gruppe (1) entkoppelten Struktur (5) verbunden ist, wodurch es 
von den restlichen optischen Elementen (2) und der optischen 
Baugruppe (1) im wesentlichen dynamisch entkoppelt ist. 
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